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Zum Thema / Dozenten

Hochauflosende analytische Verfahren sind sowohl fir die Entwicklung und Ein-
flihrung neuer Nano- und Dunnschichttechnologien als auch fur die Integration
neuartiger Materialien in High-Tech-Produkte entscheidend. Nanoanalytik wird
zunehmend fur die Prozess- und Materialcharaktersierung wahrend der Fertigung
von nanostrukturierten Systemen und Bauelementen sowie zur Beschreibung na-
noskaliger Gefuigebereiche in Werkstoffen erforderlich. Daher werden For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten auf neue analytische Verfahren zur Untersu-
chung  von  dunnen  Schichten  und  Nanostrukturen  gerichtet.
Applikations-spezifische Entwicklungen zeigen haufig, dass die Kombination
mehrerer Analytik-Methoden notwendig bzw. sinnvoll ist, um die Entwicklung
und Kontrolle von Prozessen in der Nanotechnologie bzw. die Sicherung von Per-
formance und Zuverléssigkeit neuer Produkte zu gewahrleisten.

Zahlreiche neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Nanoanalytik ermoglichen die
Abbildung sowie die strukturelle und chemische Charakterisierung von Struktu-
ren im Bereich < 100 nm, bis hin zu atomaren Dimensionen. Die Eignung eines
Verfahrens fur Forschung und Entwicklung oder zur Prozesskontrolle in der Ferti-
gung wird durch die Methode selbst, insbesondere ob sie zerstérend oder zersto-
rungsfrei ist, sowie von der erforderlichen Mess- und Analysezeit (, time-to-data”)
bestimmt. Ausgehend von einer kurzen Einfiihrung zur Nanoanalytik werden in
diesem Kurs neue Verfahren zur Charakterisierung von dinnen Schichten, von
Nanostrukturen und von Nanoteilchen erldutert. Dabei werden neue Erkenntnisse
aus der Grundlagenforschung vorgestellt sowie applikationsspezifische Losungen
aufgezeigt. Die Herausforderungen an die Analytik im nm-Bereich, wie sie sich in
der industriellen Fertigung zeigen, werden am Beispiel der Rasterelektronen- und
lonenstrahlmikroskopie vorgestellt. Spezielle Anwendungsbeispiele aus Mikro-,
Nano- und Optoelektronik, Energietechnik und Leichtbau werden demonstriert,
nanoanalytische Untersuchungen an metallischen, anorganisch-nichtmetallischen
und organischen Werkstoffen besprochen. Die Referenten sind Fachleute, die so-
wohl aus Forschung und Lehre als auch aus der industriellen Praxis kommen.

Das Seminar wendet sich gleichermaBen an Wissenschaftler, Ingenieure und Tech-
niker in der Industrie, die in der Fertigung, Prozess- und Qualitatskontrolle sowie
F&E tatig sind, aber auch an Mitarbeiter aus Forschungsinstituten und Hochschul-
angehorige, die sich mit neuen nanoanalytischen Verfahren vertraut machen wol-
len.

Die Fortbildungsveranstaltung findet statt am Dresdner Fraunhofer-Cluster Na-
noanalytik, c/o Fraunhofer-Institut fir Keramische Technologien und Systeme.

Das Fortbildungsseminar steht unter der fachlichen Leitung von
Prof. Dr. Ehrenfried Zschech, Sprecher des Dresdner Fraunhofer-Clusters
Nanoanalytik.

Dozenten /
Teilnehmerhinweise

Weitere Dozenten sind:

Prof. Dr. Lukas Eng, M.Sc. Aranzazu Garitagoitia, Dr. Uwe Miihle,
Technische Universitat Dresden, Dr. Andre Clausner, Dr. Jirgen Gluch, Dr.
Annegret Potthoff, Fraunhofer IKTS Dresden, Dipl.-Phys. J6rg Heber, Dr.
Jan-Uwe Schmidt, Fraunhofer IPMS Dresden, Dr. Horst Borrmann,
Max-Planck-Institut fir Chemische Physik fester Stoffe, Dresden, Dr. Pradeep
Konda Gokuldoss, Max-Planck-Institut fur Eisenforschung, Dusseldorf, Dr.
Eckhard Langer, GLOBALFOUNDRIES, Dresden

Da der Teilnehmerkreis der Fortbildungsveranstaltung auf 24 Teilnehmer begrenzt
ist, erfolgt die Registrierung nach dem Eingangsdatum der Anmeldung. Die Teil-
nahmegebihr bitten wir erst nach Erhalt der Bestatigung unter Angabe des
Namens des Teilnehmers und der kompletten Rechnungsnummer auf eines der
DGM-Konten zu Uberweisen.
Teilnahmegebiihr fiir DGM-Mitglieder: 1.050 EUR inkl. MwsSt.
Personliche DGM-Mitglieder

DGM-Nachwuchsmitglied (<30 Jahre)*: 525 EUR inkl. MwsSt.

Persdnliche DGM-Mitglieder

Teilnahmegebiihr: 1.150 EUR inkl. MwsSt.
Mitarbeiterinnen eines DGM-Mitgliedsunternehmens / -institutes erhalten 5%
Nachlass auf die Teilnahmegebuhr.

Nachwuchsteilnehmer (<30 Jahre)*: 690 EUR inkl. MwsSt.

* Nachwuchsplétze werden nur vergeben, wenn die Veranstaltung nicht voll ausgelastet ist. Spates-
tens drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten die angemeldeten Nachwuchsteilnehmer
eine Mitteilung, ob die Teilnahme méaglich ist. Bei groBBer Nachfrage wird bei der Platzvergabe
das DGM-Nachwuchsmitglied bevorzugt.

In der Teilnahmegebiihr sind enthalten:

* Seminarunterlagen e Pausengetranke e Mittagessen* e ein gemeinsames
Abendessen*

(* Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.)

Teilnahmebedingungen:

Mit der Anmeldung werden die nachfolgenden Teilnahmebedingungen verbindlich anerkannt. Ab-
meldungen mussen schriftlich erfolgen. Bei Ruicktritt bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn betragt die
Bearbeitungsgebuhr pauschal 100 EUR. Danach betragt die Stornierungsgebtihr 50% der Teilnahme-
gebuhr. Die Stornierung muss 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn vorliegen, anderenfalls ist die volle
Teilnahmegebuhr zu zahlen. In diesem Fall senden wir die Veranstaltungsunterlagen auf Wunsch zu.
Es ist moglich, nach Absprache einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Muss eine Veranstaltung aus
unvorhersehbaren Griinden abgesagt werden, erfolgt eine sofortige Benachrichtigung. In diesem Fall
besteht nur die Verpflichtung zur Rickerstattung der bereits gezahlten Teilnahmegebuhr. In Ausnah-
meféllen behalten wir uns den Wechsel von Referenten und/oder Anderungen im Programmablauf
vor. In jedem Fall beschréankt sich die Haftung der Deutschen Gesellschaft fir Materialkunde e.V. aus-
schlieBlich auf die Teilnahmegebiihr.
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Mittwoch

10. Mai 2017

9:00

9:30

10:00

11:00

11:30

12:30

14:00

15:00

E. Zschech
BegriiBung und Einfiihrung

E. Zschech
Uberblick iiber Methoden zur Material-, Diinnschicht- und
Oberflachenanalytik

E. Langer

Abbildung und Elementanalyse - Rasterelektronen-
mikroskopie und Focused lon Beam-Technik

- Einfihrung in die Methoden der REM und FIB, EDX und EBSD
- Anwendung im industriellen Einsatz

- Herausforderungen und Grenzen der Methoden

Kaffeepause

E. Zschech und A. Garitagoitia

Schadigungsarme FIB-Probenpraparation und Elektronen-

mikroskopie

- Schadigung durch Gallium-lonen — Experiment und Simulation

- Optimierte FIB-Praparation von TEM-Lamellen

- Rasterelektronenmikroskopie bei niedrigen
Anregungsspannungen

- Schadigungsarme Elektronenmikroskopie an organischen
Dunnschichten

Mittagspause

U. Muhle und J. Gluch

Atomare Auflésung in der Transmissionselektronen-

mikroskopie — Materialien und Grenzflachen

- Einfuhrung in die Methode

- Praparation ultradtinner Proben

- Analytische Transmissionselektronenmikroskopie: EDX, EELS,
Spectrum Imaging

- Thermische, mechanische und elektrische in-situ Experimente

L. Eng

Oberflachentopographie und oberflaichennahe

Eigenschaften: Atomkraftmikroskopie

- Hochstaufgeloste strukturelle Analyse von organisch/
dielektrischen Grenzflachen

- Trennung dielektrische/magnetische Information auf der
nm-Ldngenskala

- Quantitative Kelvin Kraft Mikroskopie und Spektroskopie

- Nanooptik im sichtbaren und Infrarot Wellenlangenbereich

Mittwoch

10. Mai 2017
16:00 Kaffeepause
16:30 A. Potthoff

17:30

18:30

19:30

Chemische und physikalische Charakterisierung von
Nanopartikeln

- Dispergierung von Nanomaterialien (Aggregation, Agglomeration)
- PartikelgroBenanalytik in Suspensionen — on-line und off-line

- Chemische Charakterisierung von Partikeloberflachen

Laborbesichtigung: Fraunhofer IKTS Dresden,
Maria-Reiche-StraBe

Ende des ersten Veranstaltungstages

Gemeinsames Abendessen

Donnerstag

11. Mai 2017

9:00

10:00

11:00

11:30

J. U. Schmidt und J. Heber

Lichtoptische Verfahren zur Diinnschichtanalytik
- Ellipsometrie

- Weisslichtinterferometrie

- Anwendungen fur photonische Mikrosysteme

H. Borrmann

Struktur- und Mikrostrukturcharakterisierung mit
Rontgenbeugung

- Phasenanalyse und Datenbanken

- TeilchengréBe und Textur von Materialien

- in-situ Methoden

- Rontgenreflektometrie zur Dunnschichtcharakterisierung

Kaffeepause

E. Zschech und A. Garitagoitia

3D-Abbildung von Strukturen - Mikro- und Nano-

Rontgentomographie

- Radiographie und Tomographie, 3D Abbildung

- Rontgenmikroskopie im sub-100nm-Bereich

- in-situ Untersuchungen: Anwendung in Leichtbau, Energietechnik,
Mikroelektronik, Biologie

Donnerstag

11. Mai 2017

12:30

14:00

15:00

15:30

16:30

17:00

18:00

Mittagspause

A. Clausner

Mechanische Charakterisierung nanoskaliger Materialien und

diinner Schichten - Nanoindentation

- Harte und E-Modul von Nanostrukturen

- Bruchzahigkeit und Grenzflachen/Adhéasion

- Mechanische in-situ Untersuchungen in Mikroskopen (REM, TEM,
TXM)

Kaffeepause

P. Konda Gokuldoss

Atomare 3D-Elementanalytik in Materialien —
Atomsondentomographie

- Einfihrung in die Methode

- Einfluss der Atomsonde auf die Materialcharakterisierung
- Korrelative Mikroskopie

- Industrielle Anwendungen

E. Zschech
Abschlussbesprechung

Laborbesichtigung: Fraunhofer IKTS Dresden,
WinterbergstraBe

Ende der Veranstaltung

Anmeldung
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